UO

MICRO-EPSILON

Messsysteme und Prifaniagen
fiir die Glasindustrie




Dicken- und Profilinspektion
von Glas und Scheibhen

Automatisierte Lésungen

fur die Glasindustrie

Messsysteme und Prifanlagen von Micro-Ep-
silon l6sen erfolgreich Insepektionsaufgaben
in der Glasherstellung und Glasveredelung. Die
Systeme sind speziell fur die Anforderungen in
der Glasindustrie ausgelegt. Besonderer Vorteil
ist, dass sowohl die eingesetzte Messtechnik
als auch die Software aus der Micro-Epsilon
Unternehmensgruppe stammen. Dieses ein-
zigartige KnowHow erméglicht Loésungen in An-
wendungsfeldern, die bisher kaum realisierbar
waren. Gerade in der optischen und zugleich
berthrungslosen Inspektion von transparentem
Material, Glas oder Scheiben werden enorme
Qualitats- und Zeitverbesserungen in der Pro-
duktionslinie erreicht.

Konfokale Sensoren fiir die

einseitige Dickenmessung von Glas

Eine besondere Eigenschaft der konfokalen Sensoren
ist die Fahigkeit, Dicken und auch Schichtdicken von
transparenten Materialien mit nur einem Sensor zu er-
fassen und dabei Genauigkeiten im Mikrometerbereich
zu realisieren.

Beriihrungsloses Mess- und Prifsystem

fur Flachglas

Zur geometrischen Inspektion und zur Di-
ckenmessung an Flachglas wurde ein System
entwickelt, das mit konfokalen Sensoren und
Laser-Scannern  unterschiedliche Parameter
von Flachglas erfasst. Die in mehreren Spuren
angeordneten konfokalen Sensoren erfassen
die Glasdicke und die Welligkeit der Glasplatten
in nur einem Messvorgang. Ein Laser-Scanner
wird zur Erfassung der Glasgeometrie (Abmes-
sungen, Rechtwinkligkeit) sowie zur Detektion
von Kantenausbrichen herangezogen.



Oherflachen-Inspektion
Kriimmung und Gestaltabhweichung

© Kamera erfasst gespiegelte Linien
auf der Oberfléche

® Software berechnet Kamerabild und
ermittelt Abweichungen

© Ausgabe eines 3D-Profilbildes,
Abweichungen werden
mikrometergenau erkannt

reflectCONTROL Robotic fiir die
Glasindustrie

Aufgebaut auf einen Roboter wird reflectCON-
TROL zur Inspektion von Glasprodukten einge-
setzt. Das System basiert auf dem Prinzip der
Deflektometrie und erlaubt die mikrometerge-
naue Erfassung von Oberflachendefekten (z.B.
Kratzer oder Einschlisse) sowie die Erfassung
geometrischer GroBen. Kurze Messzeiten sor-
gen fur einen unterbrechungsfreien Betrieb in
der Linie. Eine besonderer Vorteil gegenuber
anderen Verfahren ist, dass das System Mess-
objekte in sehr kurzer Zeit vollfachig inspizieren
kann.

reflectCONTROL Compact fiir die
Glasindustrie

Als stationare Einheit fur die Integration in Ferti-
gungslinien erfasst die Core-Version mikromet-
ergenaue Oberflachendefekte (z.B. Kratzer oder
Einschlisse) sowie Gestaltabweichungen und
Krimmung von Glas- und Spiegelteilen. Kurze
Messzeiten sorgen fur einen unterbrechungs-
freien Betrieb in der Linie.



Anderungen vorbehalten / Y9760256-A010108MLO

Sensoren und Messsysteme von Micro-Epsilon im Uberblick
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Sensoren und Systeme fir Weg, Sensoren und Messgerate Mess- und Priifanlagen
Position und Dimension fur beriihrungslose Temperaturmessung zur Qualitatssicherung und Inspektion
Wirbelstromsensoren Infrarot-Kamera von Kunststoff und Folien
Optische und Lasersensoren Stationare Infrarotsensoren von Reifen und Gummi
Kapazitive Sensoren von Metallen
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Seilzugsensoren von Glas und Scheiben
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Bildverarbeitung

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG

Koénigbacher Str. 15 - 94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 - Fax +49 (0) 8542 / 168-90
MICRO-EPSILON info@micro-epsilon.de - www.micro-epsilon.de



